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Device for the treatment of substrates delivered in cassettes, the 
device having a sequence of lock chambers and treatment 
chambers and a transportation system for the transportation of at 
least one substrate holder through the chambers, and having a 
charging station. To achieve the object of being able to load the 
device with substrates, with the belt running, without the substrates 
having to be held by positive-locking holders in all spatial 
coordinates, a) the substrate holders (30) are designed for holding 
in each case one substrate (5) at an acute angle with respect to a 
vertical plane and b) the charging station (25) has a moving device 
(34) for at least one cassette (26, 27) and a manipulator device 
(28), by means of which the lifting-out and insertion movement of 
the respective substrate (5) out of or into the cassette (26, 27) in the 
vertical direction can be carried out, and by means of which the 
substrate can be pivoted through 90o into an oblique position 
essentially corresponding to the position of the retaining plane of 
the substrate holder (30). 
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0 Vorrlchtung zum quasi-kontlnulerllchen Behandeln von Substraten. 



® Vorrichtung zum Behandeln von in Kassetten 
angelieferten Substraten mit einer Folge von 
Schleusen-und Behandlungskammern mit einem 
Transportsystem fUr den Transport mindestens eines 
' Substrathalters durch die Kammern und mit einer 
Chargierstation. 

Zur LSsung der Aufgabe, die Vorrichtung am 
laufenden Band mit Substraten beschicken zu 
k5nnen, ohne dafl die Substrate in alien Raumkoor- 
dinaten durch formschlGssige Halterungen gehalten 
werden mGssen, sind 

a) die Substrathalter (30) zur Haiterung jeweils 
eines Substrats (5) unter einem spitzen Winkel zu 
einer senkrechten Ebene ausgebiidet und 

b) weist die Chargierstation (25) eine Ver- 
schiebeeinrichtung (34) fGr mindestens eine Kassette 
(26,27) und eine Manipuiatoreinrichtung (28) auf, 

^ durch die die Aushub-bzw. Einsatzbewegung des 
yjjeweiligen Substrats (5) aus der bzw. in die Kassette 
{vj(26 t 27) in senkrechter Richtung durchfdhrbar ist und 
LO durch die das Substrat durch eine Schwenkbewe- 
l^gung urn 90 Qrad in eine der Lage der Aufnahmee- 
^nbene des Substrathalters (30) im wesentiichen ents- 
CMprechende Schraglage bringbar ist. 

O 
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"Vorrichtung zum quasl-kontinuferlichen Behandeln von Substraten" 



Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
quasi-kontinuierlichen Behandeln, insbesondere 
2um Beschichten, von scheibenformigen, in Kas- 
setten angeiieferten Substraten, mit einer Folge 
von Schleusen-und Behandlungskammern mit Be- 
handlungseinrichtungen, mit einem Transportsy- 
stem fGr den Transport mindestens eines Substra- 
thalters durch die Kammern und mit einer Char- 
gierstation fUr die Be-und Entladung des Substra- 
thaiters mit bzw. von jeweiis einem Substrat aus 
der bzw. in die Kassette. 

Bei den Behandlungsverfahren kann es sich 
urn sehr unterschiedliche Verfahren zur Beeinflus- 
sung des Beschichtungsprozesses und/oder des 
Schichtaufbaus und/oder der Substrateigenschaften 
handeln. Zu diesen Behandlungsverfahren gehoren 
aufler Beschichtungsverfahren auch Atzverfahren, 
sowie Reinigungs-und Temperierverfahren ebenso 
wie Verfahren zur reaktiven Nachbehandlung von 
Schichten einschlie/Jlich definierter 

Abkuhfverfahren. 

Bel den scheibenformigen Substraten kann es 
sich urn kreisscheibenformige Substrate wie CD- 
und Magnetplatten handeln, urn angenahert kreis- 
scheibenformige Flatten wie Wafer, oder aber auch 
urn rechteckige Oder quadratische Platten, wie sie 
fUr zahlreiche andere optische und/oder elektroni- 
sche Zwecke benStigt werden. Bevorzugt ist die 
Vorrichtung jedoch fdr plattenformige Substrate 
geeignet, deren au/tere Umril3linie mehr oder weni- 
ger einem Kreis entspricht. 

Bei der quasi-kontinuierlichen Behandlung han- 
delt es sich urn eine solche, bei der die Substrate - 
schrittweise, im Endergebnis aber ununterbrochen 
in die Vorrichtung eingeschleust und aus dieser 
wieder ausgeschleust werden. Ein zeitweiser Still- 
stand ist in der Regel durch die Schleusenkam- 
mern und/oder durch Stiilstande wahrend der ein- 
zelnen Behandlungsschritte bedingt. 

Es ist bekannt, scheibenformige Substrate, bei- 
spielsweise Wafer, in kassetten anzuliefern, die mit 
Halterungen zur Einhaltung von Abstanden zwi- 
schen den einzelnen Substraten ausgestattet sind. 
Diese Halterungen bewirken auch eine senkrechte 
Lage der Haupt-bzw. Mittenebenen der einzelnen 
Substrate. Es hat sich jedoch bfsher als schwierig 
erwiesen, die Substrate einzeln aus der Kassette 
herauszunehmen und in Substrathaiter einzusetzen, 
sofem die Substrate mit senkrechter Ausrichtung 
zur Hauptebene durch die Vorrichtung transportiert 
werden sollen. Zu diesem Zweck muS nSmlich der 
Substrathaiter mit Halte-oder Rastvorrichtungen 
versehen sein, damit die Substrate nicht aus der 
Halterung herausfallen konnen. Dadurch war die 
Verwendung von automatischen Manipulator im 



wesentlichen stark eingeschrankt. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu- 
grunde, eine Vorrichtung der eingangs be- 
schriebenen Gattung dahingehend zu verbessern, 

5 da/3 sie mittels einer einfachen und zuverlSssig 
arbeltenden automatischen Chargierstation am lau- 
fenden Band mit Substraten beschickt und wieder 
von den Substraten befreit werden kann, ohne dafl 
die Substrate in alien Raumkoordinaten durch form- 

w schlQssige Halterungen gehaiten werden mQssen 
und/oder Gefahr laufen, aus den Substrathaltern 
herauszufallen. Die Losung der gestellten Aufgabe 
erfolgt bei der eingangs beschriebenen Vorrichtung 
erfindungsgemafl dadurch, da£ 

15 a) der Substrathaiter mit VorsprOngen fQr die 

Halterung jeweiis eines scheibenformigen Sub- 
strats lediglich durch Schwerkraft in einer Aufnah- 
meebene ausgestattet ist, die unter einem spitzen 
Winkel zu einer senkrechten Ebene verlSuft, wobei 

20 gieichzeitig die besagte Aufnahmeebene parallel zu 
den Behandlungseinrich ungen verlMuft, und da£ 

b) die Chargierstation eine Ver- 
schiebeeinrichtung fGr mindestens eine Kassette 
und eine Im Verschiebebereich der Kassette an- 

25 geordnete Manipulatoreinrichtung aufweist, durch 
die die Aushub-bzw. Einsatzbewegung des jeweili- 
gen Substrats aus der bzw. in die Kassette in 
senkrechter Richtung durchfQhrbar Ist und durch 
die das Substrat durch eine Schwenkbewegung um 

30 90 Grad In eine der Lage der Aufnahmeebene des 
Substrathalters im wesentlichen entsprechende 
Schragiage bringbar ist, in der das Substrat mittels 
der Manipulatoreinrichtung auf die VorsprQnge ab- 
setzbar bzw. von diesen abhhebbar ist. 

35 Der spitze Winkel der Aufnahmeebene zur 
Senkrechten liegt dabel zweckmaflig zwischen 3 
und 10 Grad, vorzugsweise zwischen 5 und 7 
Grad. 

Bnerseits ist dieser Winkel relativ gering, so 
40 da/3 die Substrate zumindest nicht merklich durch 
Schwerkraft gebogen werden, andererseits reicht 
die geringe Schragiage durchaus aus, um das Sub- 
strat zuverlassig ausschliefllich durch Schwerkraft 
auf den besagfen VorsprGngen zu halten und mit- 
45 teis des Substrathalters durch die gesamte Vorrich- 
tung zu transportieren. 

Die VorsprUnge lassen sich dabei ohne weite- 
res so ausbilden, da£ sie weder den Behandiungs- 
prozefl behindern, d.h. beim Beschichten eine Ab- 
50 schattung gegenGber dem Beschichtungsmaterial 
herbeifGhren, noch den WSrmehaushalt bzw. das 
WSrmegleichgewicht zwischen Substrat und Sub- 
strathaiter nachteilig beeinflussen. 

Die Schwierigkeit besteht darin, dafl die Sub- 
strate in der jeweiligen Kassette auf engstem Raum 
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angeordnet sind, und ihre zu behandelnden Ob- 
erflSchen sich jeweils gegenseitig verdecken t da/J 
sie aber zum Zwecke ihrer Behandlung so an- 
geordnet werden mQssen, dai3 mindestens eine 
Oberflache, gegebenenfalls sogar beid OberflSchen 
unbehindert dem Behandlungsprozefl ausgesetzt 
werden kann bzw. konnen. . 

Ein besonders vorteilhaftes 

Ausfuhrungsbeispiel des Erfindungsgegenstandes 
ist dadurch gekennzeichnet, datf die Manipula- 
toreinrichtung eine Dreh-und Hubs^ule mit inem 
Ausieger aufweist, an dem eine Greifvorrichtung fQr 
das Substrat angeordnet ist, und dafl die Dreh-und 
Verschiebeachse der SSule in einer senkrechten 
Ebene liegt, die parallel zu den Ebenen der in der 
Kassette gelagerten Substrate verlSuft und da/3 die 
Dreh-und Verschiebeachse in dieser Ebene unter 
einem spitzen Winkel zur Senkrechten verlSuft, der 
im wesentlichen dem spitzen Winkel zwischen Auf- 
nahmeebene und der Senkrechten entspricht 

Dabei ist es vorteilhaft, wenn der spitze Winkel 
der Dreh-und Verschiebeachse zur Senkrechten 
zwischen 2 und 9 Grad, vorzugsweise zwischen 4 
und 6 Grad liegt 

Eine besonders platzsparende Vorrichtung der 
eingangs beschriebenen Gattung ist gem 30 der 
weiteren Erfindung dadurch gekennzeichnet, da/3 
die Folge von Schleusen-und Behandlungskam- 
mern in C-Form angeordnet Ist, derart, dafl die 
Behandlungskammem eine erste, fluchtende Reihe 
von aneinanderstossenden Kammem bilden und 
da/3 die Schleusenkammem eine zur ersten Reihe 
parallele, zweite fluchtende Reihe von Kammem 
bilden, wobei die zur Atmosphere gerichteten 
Schleusenventile aufeinander zu gerichtet und und 
einen zu Chargierzwecken dienenden Abstand zwi- 
schen sich einschliessen, und da/3 schlieClich die 
beiden Reihen an ihren jeweils benachbarten En- 
den durch je eine Quertransportkammer miteinande 
verbunden sind, in denen die Substrathalter durch 
eine Umsetzvorrichtung ohne Anderung ihrer 
Schraglage zu einer in Transportrichtung veriaufen- 
den senkrechten Ebene von einem ersten Zweig 
des Transportsystems auf den hierzu parallelen 
zweiten Zweig des Transportsystems umsetzbar 
sind. 

Es ist dabei besonders vorteilhaft, wenn die 
parallel zur Transportrichtung verlaufenden 
Au/3enwSnde und die wirksamen OberflSchen der 
Behandlungseinrichtungen ihrer Gesamtheit urn 
einen spitzen Winkel gekippt angeordnet sind, der 
dem Anstellwinkel der Aufnahmeebene der Sub- 
strathalter entspricht. 

Unter dem Ausdruck "wirksame OberflSchen 
der Behandlungseinrichtungen" wird bei plattenfor- 
migen Elektroden zur Glimmreinigung bzw. zum 
Atzen und bei plattenformigen Targets zum Be- 
schichten die zur SubstratoberflSche planparallel 



veriaufende Oberflache von Elektrode bzw. Target 
verstanden. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des Erfin- 
dungsgegenstandes ergeben sich aus den Qbrigen 
s UnteransprGchen. 

En AusfQhrungsbeispiel des Erfindungsgegen- 
standes wird nachfolgend anhand der Figuren 1 bis 
10 nSher erISutert 

to 

Es zeigen: 

Figur 1 eine Draufsicht auf eine Prinzipdar- 
stellung der vollstSndigen Vorrichtung mit durch 
15 Pfeile eingezeichnetem Transportweg der Sub- 
strate, 

Rgur 2 einen Vertikalschnitt durch die Vor- 
richtung im Bereich der Chargierstationen, 

Rgur 3 einen Vertikalschnitt der Vorrichtung 
20 im Bereich der mit einer Heizeinrichtung versehe- 
nen ersten Vakuumschleuse, 

Rgur 4 einen Vertikalschnitt durch eine der 
Quertransportkammem zum Umsetzen der Sub- 
strathalter von einem Zweig des Transportsystems 
25 auf den jeweils anderen Zweig des Transportsy- " 
stems, 

Rgur 5 einen Vertikalschnitt durch eine der 
Behandlungskammem mit einer Heizeinrichtung, 
Rgur 6 einen Vertikalschnitt durch den obe- 
30 ren Teil eines Substrathaiters mit aufgesetztem 
Substrat in vergrd/tertem Maflstab, 

Rgur 7 eine halbe Vorderansicht des Ge- 
genstandes nach Rgur 6, jedoch ohne Substrat, 
Rgur 8 einen Vertikalschnitt durch eine Kas- 
35 sette in Verbindung mit der zugeh5rigen Manlpula- 
toreinrichtung, 

Rgur 9 eine Draufsicht auf zwei unter- 
schiediiche Kassetten in Verbindung mit einer zu- 
gehSrigen Manipulatoreinrichtung und der 
40 Bngangsschleuse der Behandlungsvorrichtung und 
Rgur 10 einen Vertikalschnitt durch die Vor- 
richtung nach Rgur 1 in vergrQBertem Maflstab und 
mit weiteren Details im Bereich einer Behandlungs- 
station und der Bngangsschleuse entlang der Linie 
46 X-X in Rgur 1 . 

In Rgur 1 ist das Bauprinzip der vollstSndigen 
Vorrichtung dargestellt. Diese Vorrichtung enthalt 
eine Bngangsschleuse 1 mit Schleusenventilen 2 
und 3 und einer Heizeinrichtung 4 zum Vorheizen 
so elnes Substrats 5. 

An die Bngangsschleuse 1 schlieflt sich eine 
Quertransportkammer 6 an, in der das Substrat in 
Richtung der eingezelchneten Pfeile von einem er- 
sten Zweig 7 des Transportsystems auf einen zwei- 
55 ten Zweig 8 umsetzbar ist. Weitere Einzeiheiten 
werden anhand der Rgur 4 noch naher erlSutert. In 
einer Seitenwand der Quertransportkammer 6 be- 
findet sich noch eine Atzvomchtung 9, die in 
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herkommlicher Weise als Glimmentiadungseinrich- 
tung ausgebildet ist. Ober ein weiteres Schieusen- 
ventll 10 schlieflt sich an die Quertransportkammer 
6 eine Behandlungskammer 11 an, in deren einer 
Seitenwand sich eine Zerstaubungskatode 12 be- 
findet, durch die das Substrat 5 mit einer ersten 
Beschichtung versehen werden kann. Auf der 
RUckseite des Substrats 5 befindet sich eine wei- 
tere Heizeinrichtung 13, der ein Temperaturfuhler 
14 zugeordnet ist 

An die Behandlungskammer 11 schlieflt sich 
Ober in Schleusenventil 15 eine weitere Behand- 
lungskammer 16 an, die in ihrer einen Seitenwand 
eine weitere Zerstaubungskatode 17 tragt,.mit der 
das Substrat 5 in anaioger Weise beschichtet wer- 
den kann. Auf dieser Zerstaubungskatode ge- 
genUber ist eine Heizeinrichtung 18 mit einem 
TemperaturfUhler 19 angeordnet. 

Die Behandlungskammer 16 ist Ober ein 
Schleusenventii 20 mit einer weiteren Quertran- 
sportkammer 21 verbunden, in der die Substrate in 
Richtung der eingezeichneten Pfeile vom Zweig 8 
des Transportsystems wieder auf den Zweig 7 des 
Transportsystems umgesetzt werden. Die Quertran- 
sportkammern 6 und 21 haben gieichzeitig die 
Funktion von sogenannten Hochvakuumschleusen. 
Von der Quertransportkammer 21 fUhrt ein Schleu- 
senventil 22 zur Ausgangsschleuse 23, an dessen 
Ende wiederum ein Schleusenventil 24 vorgesehen 
ist. Ober die beiden Schleusenventile 2 und 24 wird 
die Verbindung der Vorrichtung mit der At- 
mosphare hergestellt Das Transportsystem und 
samtliche Schleusenventile sind durch eine nicht 
gezeigte und herkommliche Zentraleinheit zwangs- 
gesteuert. 

Es ist erkennbar, da/3 die Folge von Schleusen- 
kammern 1 und 23 und Behandlungskammern 11 
und 16 in C-Form angeordnet ist, wobei die Be- 
handlungskammern 11 und 16 eine erste fluch- 
tende Reihe von aneinander stossenden Kammern 
bilden und die Schleusenkammern 1 und 23 eine 
zur ersten Reihe paraileie, zweite fluchtende Reihe 
von Kammern biiden, und wobei die zur At- 
mosphSre gerichteten Schleusenventile 2 und 24 
aufeinander zu gerichtet sind und einen zu Char- 
gierzwecken dienenden Abstand zwischen sich ein- 
schliessen, auf den nachfoigend noch nSher einge- 
gangen werden wird. 

Es ist weiterhin erkennbar, da/3 die beiden 
genannten Reihen an ihren jeweils benachbarten 
Enden durch jeweils eine der Quertransportkam- 
mern 6 und 21 miteinander verbunden sind, in 
denen die Substrathalter von einem ersten Zweig 7 
des Transportsystems auf den hierzu parailelen 
zweiten Zweig 8 des Transportsystems umsetzbar 
sind und umgekehrt. Auf Einzelheiten der Umsetz- 
vorrichtung wird in Verbindung mit Figur 4 noch 
naher eingegangen werden. 



In Figur 1 ist ferner eine Chargierstation 25 
gezeigt in der sich zwei Kassetten 26 und 27 
befinden, die hier nur durch die in ihnen befindli- 
chen Substrate in Form von parailelen Strichen 

5 angedeutet sind. Zur Chargierstation 25 gehort 
eine hier nicht besonders hervorgehobene Ver- 
schiebeeinrichtung, .die gleichfalis durch die 
genannte Zentraleinheit gesteuert wird, so da/3 
jeweils ein aus einer Kassette entnommenes Sub- 

io strat an eine genau vorher bestimmte Stella der 
gleichen Kassette Oder einer nachfoigenden Kas- 
sette gesetzt werden kann. 

Im Bereich der Chargierstation 25 befindet sich 
weiterhin eine Manipulatoreinrichtung 28, auf deren 

75 Einzelheiten in Verbindung mit den Figuren 8 und 
9 noch naher eingegangen wird. Zur Manipula- 
toreinrichtung gehort eine Dreh-und Hubsaule 29, 
die urn einen Winkei a -90 Grad schwenkbar ist. 
Durch diese Manipulatoreinrichtung 28 sind die 

20 Substrate 5 einzeln aus den Kassetten 26 bzw. 27 
entnehmbar und in jeweils einen Substrathalter 30 
einsetzbar, mit dem sie durch die gesamte Vorrich- 
tung in Richtung der eingezeichneten Pfeile tran- 
• sportierbar sind. Der Substrathalter 30 ist wieder- 

25 kehrend in verschiedenen Positionen dargestellt. 
Es versteht sich, daJ3 eine derartige Vorrichtung 
regelmaflig mit mehreren Substrathaltern 30 ausge- 
stattet ist, von denen sich mindestens einer im 
Bereich der Chargierstation befindet, wahrend die 

30 anderen zyklisch durch die Vorrichtung transpor- 
tiert werden. 

In Figur 2 ist das Zusammenwirken der Mani- 
pulatoreinrichtung 28 mit einer Kassette 26 und 
einem Substrathalter 30 in Obereinstimmung mit 

35 Figur 1 dargestellt. Die Dreh-und Hubsaule 29 ist in 
zwei Lagern 31 verdrehbar und in der H6he ver- 
schiebbar gelagert, was an einem Ausleger 32 er- 
kennbar ist der in eine Stellung 32' gebracht wer- 
den kann. Am Ende dieses Ausiegers 32 befindet 

40 sich eine Vakuumsauger 33 bzw. 33' fOr das Auf- 
nehmen eines Substrats 5. 

Die Kassette 26 ist auf einer Ver- 
schiebeelnrlchtung 34 angeordnet, zu der eine 
SchlittenfUhrung 35 gehort, durch die. die Kassette 

45 26 senkrecht zur Zeichenebene bewegbar ist. Der 
Antrieb erfolgt Ober nicht naher bezeichnete Tran- 
sportroilen, von denen eine durch eine Welle 36 
angetrieben wird. Die Transportrollen werden von 
der SchlittenfUhrung 35 umfa/ft. 

so Aus Figur 2 ist ersichtlich, da/3 die Dreh-und 
HubsSule 29 unter einem spitzen Winkei zur Sen- 
krechten veriSuft und zwar liegt sie in einer sen- 
krechten Ebene (in der Zeichenebene), die parallel 
zu den Ebenen der in der Kassette 26 gelagerten 

55 Substrate 5 verlauft. Sie veriauft jedoch in dieser 
Ebene unter einem spitzen Winkei zur Senkrech- 
ten, der im wesentlichen dem spitzen Winkei zwi- 
schen Aufnahmeebene und der Senkrechten ent- 
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spricht (Rgur 8). 

In Rgur 2 sind Einzelheiten des zweiten 
Zweigs 8 des Transportsy stems schematised ge- 
zeigt BezGglich weiterer Einzelheiten wird jedoch 
auf Rgur 10 verwlesen. 

In Rgur 3 ist ein Vertikalschnltt durch die 
Eingangsschleuse 1 mlt dem ersten Zweig 7 des 
Transportsystems dargestellt 

Rgur 4 zeigt elnen Vertikalschnitt durch die 
Quertransportkammer 6, in der der erste Zweig 7 
und der zweite Zweig 8 des Transportsystems 37 
enden. In diesem Bereich besitzt die Umsetzvor- 
richtung 38 einen auf Achsen 39 quer ver- 
schiebbaren RolIentrSger 40, der in die strichpunk- 
tiert dargestellte Position 40' auf den Achsen 39 
verschiebbar ist. Am RollentrMger 40 sind zwei in 
Blickrichtung hintereinander liegende und nicht 
nSher bezeichnete Paare von Rollen angeordnet, 
von denen mindestens eine durch eine Welle 41 
antreibbar ret. Die Welle 41 liegt in einem vakuum- 
dicht mit der Quertransportkammer 6 verbundenen 
Rohrstutzen 42 und tragt an ihrem Ende den inne- 
ren Teil einer Magnetkupplung 43, deren auflerer 
Tail auf dem Rohrstutzen 42 drehbar und in 
LSngsrichtung verschiebbar ist. Auf diese Weise 
bleibt die Magnetkupplung unabhangig von der 
Lage des Rollentragers 40 bzw. 40' stets im Ein- 
griff. Die beiden in Rgur 4 dargestellten Positionen 
40 und 40' des RollentrSgers entsprechen der 
Fluchtstellung mit entsprechenden ortsfesten Rol- 
lenpaaren des ersten Zweiges 7 und des zweiten 
Zweiges 8 des Transportsystems 37. 

Es ist erkennbar, dai3 der Substrathalter 30 mit 
dem Substrat 5 durch die in Rgur 4 gezeigte 
Einrichtung von den ersten Zweig 7 auf den zwei- 
ten Zweig 8 des Transportsystems in Querrichtung 
umsetzbar ist 

Rgur 5 zeigt wiederum Einzelheiten im Bereich 
der Behandlungskammer 11, wobei zum Zwecke 
der Vermeidung von Wiederholungen auf Rgur 1 
verwiesen wird. Zur ZerstSubungskatode 12 gehort 
ein Erdungsschirm 44. Einzelheiten solcher Zer- 
staubungskatoden sind jedoch Stand der Technik, 
so dafl sich ein naheres Eingehen hierauf erObrigt. 
Es ist noch gezeigt dafi eine der ortsfesten Roiien 
des zweiten Zweiges 8 des Transportsystems 37 
mit einer Antriebswelle 45 versehen ist, um den 
Vorschub des Substrathaiters 30 durch die Vorrich- 
tung zu gewShrleisten. 

In den Rguren 6 und 7 ist der obere Teil des 
Substrathaiters 30 dargestellt, und zwar in Rgur 6 
im Schnitt und in Rgur 7 in der halben Draufsicht 
Der Substrathalter ist paarweise mit unteren Vor- 
sprUngen 46 und oberen VorsprOngen 47 verse- 
hen, die am Rande einer kreisformigen Ausneh- 
mung 48 im Substrathalter 30 angeordnet sind. Der 
Substrathalter 30 besitzt eine Grundplatte 30a, die 
unter dem genannten spitzen Winkel zu einer Sen- 



krechten rt S" verlSuft und parallel zu sich selbst in 
Transportrichtung in Rgur 6 (senkrecht zur Zeiche- 
nebene) verschiebbar ist. Die Grundplatte 30a ist 
im unteren Bereich des Substrats 5 mit den beiden 

5 genannten VorsprOngen 46 versehen, die mit je 
einer Nut 46a fUr die Aufnahme des unteren Sub- 
stratrandes versehen sind. Im oberen Bereich des 
Substrats sind die beiden VorsprOnge 47 angeord- 
net, deren Stirnseiten zur Auflage des Substrats 

70 dienen, derart, daj3 das Substrat 5 im Abstand von 
der Grundplatte 30a gehalten ist. Auf diese Weise 
ist der Vakuumsauger 33 in den Zwischenraum 
zwischen der Grundplatte 30a und dem Substrat 5 
einfGhrbar. Die kreisfffrmige Ausnehmung 48 dient 

75 dazu, dafi die RUckseite des Substrats 5 ungehln- 
dert in Wechselwirkung mit einer Behandlungsein- 
richtung, beispielsweise mit einer Quelle fUr 
WSrmestrahlung, treten kann. 

In Rgur 8 ist die Funktionsweise der Manipula- 
te toreinrichtung 28 in vergrSflertem Mafistab in ent- 
gegengesetzter Blickrichtung wie in Rgur 2 darge- 
stellt Die Dreh-und Hubsaule 29 kann in der links 
dargestellten Stellung des Auslegers 32 zusammen 
mit dem Vakuumsauger 33 in den Zwischenraum 

25 zwischen zwei Substraten innerhalb der Kassette 
46 eingefOhrt werden, wobei die Hauptebenen die- 
ser Substrate genau senkrecht verlaufen. Durch 
Anheben der Dreh-und HubsSule 29 in die gestri- 
chelt dargestellte Position 29* ISflt sich eines der 

30 Substrate 5' aus der Kassette 26 entnehmen. In- 
folge der unter dem Winkel a vorgenommenen 
Schragstellung der Dreh-und HubsMule 29 gelangt 
das Substrat 5 bzw. 5' durch eine Drehung des 
Auslegers 32 bzw. 32' um 90 Grad in eine Winkel- 

35 stellung, die der Schraglage der Dreh-und 
Hubs2ule 29 entspricht In dieser Stellung kann das 
Substrat 5 bzw. 5' auf den weiter oben be- 
schriebenen VorsprOngen des Substrathaiters 30 
abgesetzt werden. Die Winkelsteilung der Dreh-und 

40 HubsSule 29 zur Senkrechten "S" wird dabei be- 
vorzugt um 1 Grad ge ringer gehalten, damit das 
Substrat ohne GleitvorgSnge auf den Stirnseiten 
der VorsprOnge 47 auf die VorsprOnge 46 und 47 
aufgesetzt werden kann. 

45 Rgur 9 zeigt nochmais die VerhSltnisse gemMfl 
Rgur 8 in der Draufsicht, wobei die Blickrichtung in 
Rgur 8 durch den Pfeil 49 angegeben ist 

Aus Rgur 10 gehen einige weitere Details der 
Anlagenkonstruktion hervor. 

so Da die meisten der hier in Frage kommenden 
BehandlungsvorgSnge unter Vakuum und/oder 
Schutzgas durchgefOhrt werden, werden die 
Schleusen-und Behandlungskammern etc. durch 
sogenannte Vakuumkarnmern gebildet Deren par- 

55 allel zur Transportrichtung verlaufende 
Au/Jenwande 5', 52 bzw. 53, 54 und die eingangs 
beschriebenen wirksamen Oberfl2chen 55 der Be- 
handlungseinrichtungen sind in ihrer Gesamtheit 
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um einen spitzen Winkel 0 gekippt, der dem An- 
stellwinkel der Aufnahmeebene der Substrathalter 
30 entspricht. Die Raumiage dieser Aufnahmee- 
bene wird gema/3 Figur 6 durch die Nuten 46a der 
VorsprOnge 46 und durch die nicht naher bezeich- 
neten Stirnseiten der VorsprOnge 47 definiert, 
wobei der Einfachheit halber zunachst die Dicke 
des Substrats 5 vernachlSssigt werden soil. Die 
Lage dieser Aufnahmeebene entspricht somit der 
Lage der Substrate 5, wie sich eindeutig aus- Figur 
6 ergibt Die einzelnen Behandiungskammern sind 
durch Schlitzoffnungen 56 miteinander verbunden, 
die zumindestens teilweise durch die in Figur 1 
gezeigten Schieusenventile absperrbar sind. 

Jeder Substrathalter 30 besitzt in seinem unter- 
en Bereich vier zueinander parallel und waagrecht 
ausgerichtete FOhrungsleisten 57, die mitteis nicht 
naher bezeichneter prismatischer LaufflSchen form- 
schlOssig auf paarweise angeordneten Transportrol- 
len 58 und Fuhrungsroilen 59 aufsetzbar sind. 
Transport-und FUhrungsrollen 58 bzw. 59 sind in 
ortsfesten LagerhGlsen 60 bzw. 61 gelagert, die 
fest mit einer Flanschplatte 62 verbunden sind. Die 
Transportrolle 58 ist durch eine Welle 63 antreib- 
bar. 

Die Roilen 58/59 sowie die in Blickrichtung 
gema/3 Figur 10 davor und dahinter liegenden wei- 
teren Roilen definieren den zweiten Zweig 8 des 
Transportsystems. Der erste Zweig 7 des Tran- 
sportsystems wird durch in Figur 10 nicht gezeigte 
weitere Paare von Roilen definiert, die dort in 
spiegelsymmetrischer Anordnung zu finden sind, 
insbesondere auch in der Eingangsschieuse 1. Im 
Zusammenhang mit Figur 4 und den zugehorigen 
Erlauterungen ergibt sich auch, auf welche Weise 
samtliche Substrathalter 30 von den Roilen des 
ersten Zweiges 7 auf die Roilen des zweiten Zwei- 
ges 8 umsetzbar sind. 



Ansprilche 

1. Vorrichtung zum quasi-kontinuierlichen Be- 
handein, insbesondere zum Beschichten von - 
scheibenformigen, in Kassetten angeiieferten Sub- 
straten, mit einer Folge von Schleusen-und Be- 
handiungskammern, mit Behandlungseinrichtungen 
mit einem Transportsystem fOr den Transport min- 
destens eines Substrathalters durch die Kammern 
und mit einer Chargierstation fOr die Be-und Entla- 
dung des Substrathalters mit bzw. von jeweils ein- 
em Substrat aus der bzw. in die Kassette, dadurch 
gekennzeichnet . datf 

a) der Substrathalter (30) mit VorsprOngen 
(46, 47) fur die Haiterung jeweils eines - 
scheibenfdrmigen Substrats (5) lediglich durch 
Schwerkraft in einer Aufnahmeebene ausgestattet 
ist, die unter einem spitzen Winkel zu einer sen- 



krechten Ebene veriauft, wobei gleichzeitig die be- 
sagte Aufnahmeebene parallel zu den Behandlun- 
gseinrichtungen veriauft, und da/3 

b) die Chargierstation (25) eine Ver- 

5 schiebeeinrlchtung (34) fUr mindestens eine Kas- 
sette (26, 27) und eine im Verschiebebereich der 
Kassette (26, 27) angeordnete Manipuiatoreinrich- 
tung (28) aufweist, durch die die Aushub-bzw. Ein- 
satzbewegung des jeweiligen Substrats (5) aus der 

10 bzw. in die Kassette (26, 27) in senkrechter Rich- 
tung durchfGhrbar ist und durch die das Substrat 
durch eine Schwenkbewegung um 90 Grad in eine 
der Lage der Aufnahmeebene des Substrathalters 
(30) im wesentlichen entsprechende SchrSglage 

rs bringbar ist, in der das Substrat (5) mitteis der 
Manipulatoreinrichtung auf die VorsprOnge absetz- 
bar bzw. von diesen abhebbar ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge^ 
kennzeichnet . dafl der spitze Winkel der Aufnah- 

20 meebene zur Senkrechten zwischen 3 und 10 
Grad, vorzugsweise zwischen 5 und 7 Grad, liegt. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet , da£ die Manipulatoreinrichtung (28) 
eine Dreh-und HubsMule (29) mit einem Ausleger 

25 (32) aufweist, an dem eine Greifvorrichtung (33) fOr 
das Substrat (5) angeordnet ist, und dafl die Dreh- 
und Verschiebeachse der SSule (29) in einer sen- 
krechten Ebene liegt, die parallel zu den Ebenen 
der in der Kassette (26, 27) gelagerten Substrate 

30 (5) veriauft und dafl die Dreh-und Verschiebeachse 
In dieser Ebene unter einem spitzen Winkel zur 
Senkrechten veriauft, der Im wesentlichen dem 
spitzen Winkel zwischen Aufnahmeebene und der 
Senkrechten entspricht. 

35 4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet , daJ3 der spitze Winkel der Dreh-und 
Verschiebeachse der SSule (29) zur Senkrechten 
zwischen 2 und 9 Grad. vorzugsweise zwischen 4 
und 6 Grad, liegt. 

40 5. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge^ 
kennzeichnet , da/3 die Greifvorrichtung (33) ein 
Vakuumsauger ist. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet , da/5 der Substrathalter (30) eine 

45 Grundplatte (30a) aufweist, die unter dem genan- 
nten spitzen Winkel zur Senkrechten ("S") veriauft. 
und parallel zu sich selbst in Transportrichtung ver- 
schiebbar ist und dafl die Grundplatte (30a) im 
unteren Bereich des Substrats (5) zwei VorsprOnge 

so (46) mit je einer Nut (46a) fOr die Aufnahme des 
unteren Substratrandes und im oberen- Bereich des 
Substrats zwei VorsprOnge (47) mit Stirnseiten fOr 
die Auflage des Substrats (5) aufweist, derail, da/3 
das Substrat (5) im Abstand von der Grundpiatte 

55 (30a) gehalten ist. 
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7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet , da/3 die Greifvorrichtung (33) fUr das 
Substrat (5) auf dessen RUckseite in den Zwi- 
schenraum zwischen Substrat und Grundplatte 
(30a) einfGhrbar ist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet , da/3 die Foige von Schleusen-(1 , 23) 
und Behandlungskammern (11, 16) in C-Form an- 
geordnet ist, derart, dafl die Behandlungskammern 
(11, 16) eine erste, fluchtende Reihe von aneinan- 
derstossenden Kammern bilden und dafl die 
Schleusenkammem (1, 23) eine zur ersten Reihe 
parallele, zweite, fluchtende Reihe von Kammern 
bilden, wobei die zur Atmosphare gerichteten 
Schieusenventiie (2, 24) aufeinander zu gerichtet 
sind und einen zu Chargierzwecken dienenden Ab- 
stand zwischen sich einschliessen, und dafi - 
schliefllich die beiden Reihen an ihren jeweils be- 
nachbarten Enden durch je eine Quertransportkam- 
mer (6, 21) miteinander verbunden sind, in denen 
die Substrathalter (30) durch eine Umsetzvorrich- 
tung (38) ohne Snderung ihrer SchrMglage zu einer 
in Transportrichtung verlaufenden senkrechten 
Ebene von einem ersten Zweig (7) des Transport- 
systems auf. den hierzu parailelen zweiten Zweig 
(8) des Transportsystems umsetzbar sind. 

9. Vorrichtung nach einem der AnsprUche 1 
Oder 8, dadurch gekennzeichnet, da/3 die parallel 
zur Transporteinrichtung verlaufenden Au/tenwSnde 
(51, 52; 53, 54) und die wirksamen Oberflachen 
(55) der Behandlungseinrichtungen in ihrer 
Gesamtheit urn einen spitzen Winkel "P n gekippt 
angeordnet sind, der dem Anstellwinkel der Auf- 
nahmeebene der Substrathalter (30) entspricht. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge- 
kennzeichnet , datf jeder Substrathalter (30) in sei- 
nam unteren Bereich zueinander parallele, waa- 
grecht ausgerichtete FQhrungsleisten (57) aufweist. 
die mittels Lauf flachen formschlOssig auf paar- 
weise angeordnete Transport-(58) und 
FOhrungsrollen (59) aufsetzbar sind, und da/3 die 
Umsetzvorrichtung (38) einen quer verschiebbaren 
Rollentrager (40) mit mindestens zwei Rollenpaa- 
ren aufweist, die wahiweise mit ortsfesten Rollen- 
paaren des ersten (7) und des zweiten Zweiges (8) 
des Transportsystems (37) in Fluchtstellung bring- 
bar sind. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet da/3 mindestens eine der Roilen 
des verschiebbaren RollentrSgers (40) mit einer 
Antriebswelle (41) versehen ist die mit einem An- 
trieb (43) zur Obertragung eines Drehmoments und 
einer Schubkraft zur Querverschiebung des Rol- 
lentrSgers (40) verbunden ist. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet , da/3 die Antriebswelle (41 ) mit ein- 
em inneren Element einer Magnetkupplung (43) 
versehen ist, das in einen aus amagnetischen 



Werkstoff bestehenden Rohrstutzen (42) hineinragt, 
auf dessen Au/tenseite ein aufleres Element der 
Magnetkupplung (43) drehbar und axial ver- 
schiebbar angeordnet ist. 
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